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【書類名】要約書 

【要約】 

【課題】より精度良く基板が吸着したことを判定できる基板保持装置およびそ

のような基板保持装置を備える基板研磨装置を提供すること、また、より精度

良く基板が吸着したことを判定できる基板吸着判定方法、および、そのような

基板吸着判定方法を利用した基板研磨方法を提供する。 

【解決手段】基板を吸着可能な面を有する弾性膜を取り付け可能なトップリン

グ本体であって、前記弾性膜が取り付けられると、前記弾性膜と前記トップリ

ング本体との間に複数のエリアが形成される、トップリング本体と、前記複数

のエリアのうちの第１エリアに連通する第１ラインと、前記複数のエリアのう

ち前記第１エリアとは異なる第２エリアに連通する第２ラインと、前記第１ラ

インを介して流体を送り込むことにより前記第１エリアを加圧することが可能

であり、前記第２ラインを介して前記第２エリアを負圧にすることが可能であ

る圧力調整手段と、前記第１エリアに送り込まれた流体の体積、または、前記

第１エリアの圧力に対応する測定値に基づいて、前記弾性膜に前記基板が吸着

されているか否かの判定を行う判定部と、を備え、前記判定が行われる際、前

記第１エリアからの排気は行われない、基板保持装置が提供される。 

【選択図】図７ 

 


